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EBIC： Electron Beam Induced Current 

EBSD： Electron Backscatter Diffraction Pattern 
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概要

CIGS薄膜多結晶太陽電池は低コスト次世代太陽電池として期待されています。大面積化、高品質化の
ための開発が進められています。多結晶薄膜の特性を評価するため、EBICによるpn接合の評価・EBSD
法による結晶粒評価を同一断面で行いました。CIGS膜の断面を作製し、電子ビームを走査することに
よって、起電流（EBIC）を測定し、起電流の面内分布を可視化しました。また、同一面のEBSDを測定する
ことにより、起電流の分布と結晶粒との対応をとりました。
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SEMによる電子線誘起電流法・結晶方位解析

測定法 ：SEM・EBIC・EBSD
製品分野 ：太陽電池
分析目的 ：構造評価・形状評価
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